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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ２２４９３：２００８《微束分析　扫描电子显微术　术语》（英文版）。

为了便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”一词改为“本标准”；

———删除国际标准的前言。

———“扫描电子显微镜”简称“扫描电镜”。

———增加了中文索引。

本标准由全国微束分析标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国科学院上海硅酸盐研究所。

本标准主要起草人：李香庭、曾毅。
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引　　言

　　ＳＥＭ技术通常用于观察和表征金属、合金、陶瓷、玻璃、矿物、聚合物和粉体等固体材料在微米纳

米范围内的形貌和组织。另外，应用聚焦离子束与扫描电镜分析技术能产生３维结构。ＳＥＭ技术的物

理基础是电子光学、电子散射和二次电子发射的机理。

ＳＥＭ技术是微束分析（ＭＢＡ）的一个主要分支，已广泛应用于高技术工业、基础工业、冶金和地质、

生物和医药、环境保护和商贸等领域。各技术领域的术语标准化是该领域标准化发展的先决条件之一。

本标准是有关ＳＥＭ的术语，它包含扫描电镜在科学和工程领域实践中共同应用的术语定义。本

标准是ＩＳＯ／ＴＣ２０２微束分析技术委员会，ＳＣ１术语分技术委员会为完成微束分析（ＭＢＡ）领域中电子

探针显微分析（ＥＰＭＡ）、扫描电子显微术（ＳＥＭ）、分析电子显微术（ＡＥＭ）、能谱法（ＥＤＸ）等系列标准中

的第二个标准，主要内容包括：

ＳＥＭ物理基础术语；

ＳＥＭ仪器术语；

ＳＥＭ成像和图像处理术语；

ＳＥＭ图像诠释和分析术语；

ＳＥＭ图像放大倍率和分辩率校正及测量术语。
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微束分析　扫描电子显微术　术语

１　范围

本标准定义了扫描电子显微术（ＳＥＭ）实践中使用的术语。包括一般术语和按技术分类的具体概

念的术语，也包括已经在ＩＳＯ２３８３３中定义的术语。

本标准适用于所有有关ＳＥＭ实践的标准化文件。另外，本标准的某些术语定义，也适用于相关领

域的文件〔例如：电子探针显微分析（ＥＰＭＡ）、分析电子显微术（ＡＥＭ）、能谱法（ＥＤＸ）等〕。

２　缩略语

ＡＥＭ　　ａｎａｌｙｔｉｃａｌｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ／ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ　　　　　分析电子显微术／分析电子显微镜

ＢＳＥ（ＢＥ）　ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｅｄｅｌｅｃｔｒｏｎ 背散射电子

ＣＰＳＥＭ ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｐｒｅｓｓｕｒｅｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ 可控气压扫描电镜

ＣＲＴ ｃａｔｈｏｄｅｒａｙｔｕｂｅ 阴极射线管

ＥＢＩＣ ｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍｉｎｄｕｃｅｄｃｕｒｒｅｎｔ 电子束感生电流

ＥＢＳＤ ｅｌｅｃｔｒｏｎｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒ／ｂａｃｋｓｃａｔｔｅｒｉｎｇｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ 电子背散射衍射

ＥＤＳ ｅｎｅｒｇｙｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅＸｒａｙｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ／ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 能谱仪／能谱法

ＥＤＸ ｅｎｅｒｇｙｄｉｓｐｅｒｓｉｖｅＸｒａｙｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ 能谱法

ＥＰＭＡ ｅｌｅｃｔｒｏｎｐｒｏｂｅｍｉｃｒｏａｎａｌｙｓｉｓ／ａｎａｌｙｚｅｒ 电子探针显微分析／电子探针仪

ＥＳＥＭ ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ／ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ 环境扫描电镜／环境扫描电子显

微术

ＦＷＨＭ ｆｕｌｌｗｉｄｔｈａｔｈａｌｆｍａｘｉｍｕｍ 谱峰半高宽

ＳＥ ｓｅｃｏｎｄａｒｙｅｌｅｃｔｒｏｎ 二次电子

ＳＥＭ ｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ／ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ 扫描电镜／扫描电子显微术

ＶＰＳＥＭ ｖａｒｉａｂｌｅｐｒｅｓｓｕｒｅｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ／ 可变气压扫描电镜／

ｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ 可变气压扫描电子显微术

３　犛犈犕物理基础术语

３．１

电子光学　犲犾犲犮狋狉狅狀狅狆狋犻犮狊

有关电子穿过静电场和／或电磁场运动的科学。

３．１．１

电子源　犲犾犲犮狋狉狅狀狊狅狌狉犮犲

电子光学系统中，形成电子束所需的电子发射装置。

３．１．１．１

能量扩展　犲狀犲狉犵狔狊狆狉犲犪犱

发射电子的能量分散。

３．１．１．２

有效电子源尺寸　犲犳犳犲犮狋犻狏犲狊狅狌狉犮犲狊犻狕犲

电子源的有效尺寸。

３．１．２

电子发射　犲犾犲犮狋狉狅狀犲犿犻狊狊犻狅狀

在一定的激发条件下，电子从材料表面的出射。
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